Obraz przystony pola oswietlacza P, przez uktad O,, ptytke swiattodzielg-
ca D, i obiektyw Ob tworzy sie w plaszezyznie preparatu (obraz Pj,) i na-
stepnie po odbiciu i ponownym przejsciu przez obiektyw — w plaszczyz-
nie przystony pola ckularu (F/,). Obraz 7arnika E przez kolektor Kl nn-
wstaje w przyslonie aperturowej P,, ktorej obraz jest z kolei przenie-
siony dn przystony P, obiektywu. Wprowadzenie dodatkowej przyslony
aperturowei ukiadu cdwietl~cza P,,, poza przystong P, obiektywu pozwala
na obnizenie wplywu s$wiatla rozproszonego co jest szczegélnie istotne
w tego typu mikroskopach. Dodatkowy uvklad O; <pelnia role kolektywu
przenoszacego obraz kolektora do ptaszczyzny przystony pola.

5.3.6. Mikroskopy pomiarowe

Pomiary mogg by¢é wykonywane rowniez za pomocg mikroskopow
oméwionych w p. 5.3.4 1 5.3.5. Wstawiajac w plaszczyzne obrazu rzeczy-
wistego danego przez obiektyw plytke ogniskowsg z podziatka lub stosujac
okular mikrometryczny, w ktéorym plytka ogniskowa z krzyzem ma mie-
rzZony przesuw, mozna wyznaczy¢ wymiar pewnych elementéw w obrazie
i jezeli znane jest powigkszenie poprzeczne obiektywu, to tym samym
i ich wymiar w plaszczyZnie przedmiotu. Funkcja ta jest jednak ubocz-
na, gdyz mikroskopy biologiczne lub metalograficzne sg zasadniczo prze-
znaczone do obserwacji. Z uwagi na niekorygowang dystorsje w tego
rodzaju ukladach wynik pomiaru obarczony moze by¢ bledem systema-
tycznym.

Pomiary za pomoca mikroskopéw pomiarowych, specjalnie przystoso-
wanych do tych celéw sg realizowane w dwojaki sposéb. W pierwszym
przypadku przedmiot umieszczony jest na stoliku z ruchem pomiarowym,
natomiast miskroskop spelnia role tylko uktadu celowniczego. Drogg prze-
mieszczenia stolika zgrywane sg obrazy charakterystycznych punktéw
przedmiotu z krzyZzem plytki ogniskowej co pozwala wyznaczyé¢ ich od-
legtos¢é. Warunkiem podstawowym jest tu dobieranie odpowiednio duzego
powiekszenia mikroskopu, w celu uzyskania zgdanej doktadnosei zgrywa-
nia obrazu przedmiotu i krzyza plytki ogniskowej.

W drugim przypadku pomiary wykonywane sa w plaszczyznie obrazu
rzeczywistego danego przez obiektyw drogg pordéwnania z elementami
plytki ogniskowej, np. z podziatka, rysunkiem profilowym itp. Wtedy
oprécz duzego powiekszenia mikroskopu musi byé zachowana odpowiednio
dokladnie zalozona warto$é powiekszenia poprzecznego okbiektywu, tak aby
elemertom pltytki ogniskowej odpowiadaty okres$lone odleglo$ci w prze-
strzeni przedmiotowej mikroskopu. Odleglosci te muszg by¢ stalte w ca-
lym polu widzenia, co pociaga za soba wysokie wymagania dotyczace
korekeji dystorsji obiektywu. Ponadto dla ptaskiej ptytki ogniskowej ob-
raz rowniez powinien byé plaski (skorygowana krzywizna pola), gdyz
w przeciwnym przypadku moze pozosta¢ zmienny w polu biad paralaksy
polozenia. Dla przedmiotéw przestrzennych lub ktérych odlegtose od
mikroskopu nie jest tak stalta, jak to jest wymagane, konieczne jest zrea-
lizowanie uktadu z telecentrycznym biegiem promieni w przestrzeni przed- .
miotowej dla uniknigcia btedu paralaksy wielkosci (p. 2.5.3).

Pozadane jest, aby w kazdym mikroskopie pomiarowym, zaréwno typu
pierwszego, jak i drugiego, zachowana byla duza odleglos¢ czotowa (od-
leglo$é miedzy ptaszczyzna przedmiotu i pierwszg powierzchnig obiekty-
wu) oraz prosty obraz. Pierwszy warunek umozliwia pomiary w trudno
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dostepnych obszarach przedmiotu, drugi utatwia korelacje elementéw ob-
serwowanego obrazu z mierzonym przedmiotem.

Najbardziej typowym przedstawicielem obydwu grup jest mikroskop
warsztatowy (rys. 5.37), ktéory ma wymienne glowki okularowe obej-
mujace plytke ogniskowg P, z okularem Ok, co w zaleznosci od potrzeby

Rys. 5.37

pozwala zrealizowaé¢ uklad celujacy, gdy plytka ogniskowa jest z krzyzem
lub pomiarowy drugiego typu, gdy na plytce naniesione sg na przyktad
" profile gwintéw. Przedmiot P o$wietlony przez kondensor K, umieszcza-
ny jest na szklanej plytce Pt zamocowanej w przesuwnym stoliku mikro-
skopu. Pochylenie osi optycznej za pomocg pryzmatu Schmidta S, spel-
niajagcego réwnoczesnie role ukladu odwracajgcego, zwieksza wygode
obserwaciji.

5.3.7. Mikroskopy projekcyjne. Mikrofetografia

Obraz mikroskopowy nie musi by¢ obserwowany bezposrednio okiem,
lecz moze byé metoda projekeji odwzorowany na ekranie dyfuzyjnym, co
pozwala na jednoczesng jego obserwacje przez wieksze grono oséb, zwiek-
sza wygode pracy z przyrzadem i — co jest szczegbélnie wazne przy pro-
jektorach warsztatowych — umozliwia poréwnanie obserwowanego ele-
mentu z rysunkiem wykonanym w odpowiedniej skali. Wstawiajgc w miej-
sce ekranu blone filmowg mozna w procesie fotograficznym utrwalié ob-
serwowany obraz.
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